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 بِ ًام خذا

 استاًذارد ایراى یهلآضٌایی با سازهاى 

٥ٗ انلاح لب3ٖٛ٘ ٔبز٠ ٤ه ثٙس ٔٛخت ثٝ ا٤طاٖ اؾتب٘ساضز ٣ّٔؾبظٔبٖ   ٔهوٛة  ا٤طاٖ، نٙقت٣ ٚ تحم٥مبت اؾتب٘ساضز ٔؤؾؿ١ ضاتٔمطٚ لٛا٘

 .زاضز فٟسٜ ثٝ ضا )ضؾ٣ٕ( ا٤طاٖ ٣ّٔاؾتب٘ساضزٞب٢  ٚ٘كط تس٤ٚٗ تق٥٥ٗ،وٝ ٚؽ٥ف١ اؾت وكٛض ضؾ٣ٕ ٔطخـ تٟٙب1371ٔبٜ ثٟٕٗ

ٖ  وت اظ وو ٔط ٣فٙو  ٢ٞب ٥ٖٛؿ٥ٕوٞب٢ ٔرتّف زض ٗ اؾتب٘ساضز زض حٛظ٤ٜتسٚ ، ٣ٚ ٔؤؾؿوبت فّٕو  ع وو ٘ؾوطاٖ ٔطا نوبحت  ،بضقٙبؾوبٖ ؾوبظٔب

٣ِٛپػٚٞك دبْ ٣ٔ ٢ٚ التهبز ٢س٥، ت ٤ِٛٚ ثب تٛخٝ ثٝ قوطا  ٣ّٔقٛز ٚ وٛقك٣ ٍٕٞبْ ثب ٔهبِح آٌبٜ ٚ ٔطتجظ ا٘ ٚ تدوبض٢   ٢، فٙوبٚض ٢س٥و ظ ت

ِٛ ١ت آٌبٞبٝ٘ ٚ ٔٙهفب٘واؾت وٝ اظ ٔكبض ،ـ قبُٔ ت ٖ، ٔهطفوس٥نبحجبٖ حك ٚ ٘ف اٚضز  وٙٙسٌب ٖ، نوبزضوٙٙسٌبٖ ٚ  ٖ، ٔطا ٙٙوسٌب ع وو وٙٙوسٌب

بزٞب، ؾبظٔب٣ٖٚ ترهه ٣فّٕ ِٚت ٢ٞب، ٟ٘ ِٚت٣ حبنُ ٣ٔٚ غ٥ط ٣ز ٞ  ٣ّٔ ٢ؽ اؾتب٘ساضزٞب٤ٛ٘ ف٥قٛز. پز اٛ ثوٝ ٔطاخوـ    ٣ا٤طاٖ ثطا٢ ٘ؾطذو

ط اضؾبَ ٔ ٢ٞب ٥ٖٛؿ٥ٕو ٢٘فـ ٚ افضب٢ش ٔوطتجظ ثوب آٖ ضقوتٝ عوطح ٚ زض      ١ّٔ٣تو ٥ٕوكٟٙبزٞب زض ٥بفت ٘ؾطٞب ٚ پ٤قٛز ٚ پؽ اظ زض ٣ٔطثٛ

اٖٛ اؾتب٘ساضز  ،ت٤نٛضت تهٛ  .قٛز٣( ا٤طاٖ چبح ٚ ٔٙتكط ٣ٔ)ضؾٕ ٣ّٔثٝ فٙ

ٟ ٥و٥ ت ضوٛاثظ تق ٥٘٤ع ثب ضفب نلاحش٢ٔٙس ٚ  فلالٝ ٢ٞب ٝ ٔؤؾؿبت ٚ ؾبظٔبٖو ٣٤ؽ اؾتب٘ساضزٞب٤٘ٛ ف٥پ وٙٙوس   ٣ٝ ٔو ٥و ٗ قوسٜ ت

ٛ   ٣ثطضؾ ،عطح ٣ّٔزضو٥ٕتٝ  ٖ  ٣ّٔو  ت، ثوٝ فٙوٛاٖ اؾوتب٘ساضز   ٤ٚ زضنوٛضت تهو ت، ٥و ٗ تطت٤قوٛز. ثوس   چوبح ٚ ٔٙتكوط ٔو٣    ا٤وطا

اؾوتب٘ساضز ٔطثوٛط    ٣ّٔو  ١ٗ ٚ زض و٥ٕت٤تسٚ 5 ض٠ا٤طاٖ قٕب ٣ّٔاؾتب٘ساضز  ضاتٔمطٝ ثط اؾبؼ وقٛز ٣ٔ ٣تّم ٣ّٔ ٣٤اؾتب٘ساضزٞب

 سٜ ثبقس.٥ت ضؾ٤ثٝ تهٛ قٛز ٣ُ ٔى٥تكا٤طاٖ اؾتب٘ساضز  ٣ّٔزض ؾبظٔبٖ ٝ و

(ISO)اؾتب٘ساضز ٣إِّّٗ ٥ؾبظٔبٖ ث ٣انّ ٢طاٖ اظ افضب٤از اؾتب٘ساض ٣ّٔؾبظٔبٖ 
ٚ  2(IEC) ا٣ِّّٕ اِىتطٚتى٥ٙوه  ،و٥ٕؿ٥ٖٛ ث1ٗ٥

(OIML)قٙبؾ٣ لب٣٘ٛ٘ ا٣ِّّٕ ا٘ساظٜ ؾبظٔبٖ ث٥ٗ
(CAC)و٥ٕؿو٥ٖٛ ووسوؽ غوصا٣٤    4اؾت ٚ ثٝ فٙٛاٖ تٟٙب ضاثوظ  3

زض وكوٛض   5

ٗ ٤ظ آذوط كوٛض، ا وذوبل   ٢ٞوب  ٢بظٔٙوس ٥ٚ ٘ ٣ّو وظ ٤ا٤وطاٖ ضوٕٗ تووٛخٝ ثوٝ قوطا      ٤ّٕ٣ٗ اؾتب٘ساضزٞب٤وٙس. زض تسٚ فقب٥ِت ٣ٔ

 قٛز. ٥ٌط٢ ٣ٔ ثٟطٜ ٣إِّّٗ ٥ث ٢خٟبٖ ٚ اؾتب٘ساضزٞب ٣ٚ نٙقت ٣، ف٣ٙفّٕ ٢ٞب كطفت٥پ

وٙٙسٌبٖ، حفوؼ ؾولأت    ت اظ ٔهطف٤قسٜ زض لبٖ٘ٛ، ثطا٢ حٕب ٥ٙ٣ث ف٥ٗ پ٤ت ٔٛاظ٤تٛا٘س ثب ضفب ٣طاٖ ٤ٔاؾتب٘ساضز ا ٣ّٔؾبظٔبٖ 

اظ  ٣ثقضو  ٢، اخوطا ٢ٚ التهوبز  ٣غو ٥ٔح ؿوت ٤ٔلاحؾوبت ظ ت ٔحهوٛتت ٚ  ٥و فو٥ٙوبٖ اظ  ٥، حهَٛ اع٣ٕٚ فٕٛٔ ٢فطز ٤ٕٙ٣ٚ ا

. ىٙس٤ا٤طاٖ ضا ثطا٢ ٔحهٛتت ت٥ِٛس٢ زاذُ وكٛض ٚ/٤ب اللاْ ٚاضزات٣، ثب ته٤ٛت قٛضا٢ فب٣ِ اؾتب٘ساضز، اخجبض ٣ّٔاؾتب٘ساضزٞب٢ 

آٖ  ٢ثٙس ٚ زضخٝ ٣زضاتنب ٢بتٞبواؾتب٘ساضز  ٢كٛض، اخطاؤحهٛتت  ٢ثطا ٣إِّّٗ ٥ث ٢تٛا٘س ثٝ ٔٙؾٛض حفؼ ثبظاضٞب٣ؾبظٔبٖ ٔ

ٔكوبٚضٜ،   ٥ٙ١ٞب ٚ ٔؤؾؿبت فقبَ زض ظٔ ٙٙسٌبٖ اظ ذسٔبت ؾبظٔبٖو ثٝ اؾتفبزٜ ثرك٥سٖٙبٖ ٥ثطا٢ اعٕ ٞٓ چ٥ٙٗ. وٙس ٢ضا اخجبض

ٜ ٤، آظٔب٣غو ٥ٔح ؿت٤ت ظ٤ط٤ت ٚ ٔس٥فو٥ت ٤ط٤ٔس ٞب٢ؿبٔب٥ٝ٘ٚ نسٚضٌٛاٞ ٢ع٥، ٣ٕٔآٔٛظـ، ثبظضؾ ٞوب ٚ ٔطاووع ٚاؾوٙد٣     كوٍب

ت ٥س نولاح ٥٤و ٞب ٚ ٔؤؾؿبت ضا ثط اؾبؼ ضٛاثظ ٘ؾوبْ ت   ٌٛ٘ٝ ؾبظٔبٖٗ ٤اؾتب٘ساضز ا ٣ّٔؾبظٔبٖ ٚؾب٤ُ ؾٙدف،  (ب٥ِجطاؾ٥ٖٛ)و

وٙوس.   ٣ٞب ٘ؾبضت ٔو طز آٖىٞب افغب ٚ ثط فّٕت ثٝ آ٥ٖس نلاح٥٤ٙب١ٔ ت ٥ظ تظْ، ٌٛا٤ٞوٙس ٚ زض نٛضت احطاظ قطا ٣ٔ ٣بث٤طاٖ اضظ٤ا

 ٢اضتموب  ٢ثوطا  ٢بضثطزوو موبت  ٥بض فّعات ٌطا٘جٟب ٚ ا٘دوبْ تحم ٥ٗ ف٥٥ُ ؾٙدف، تق٤بٞب، ٚاؾٙد٣ ٚؾب٤ى ٣إِّّ ٥ٗح زؾتٍبٜ ث٤تطٚ

 .اؾت ؾبظٔبٖٗ ٤ف ا٤ا٤طاٖ اظ ز٤ٍط ٚؽب ٣ّٔ ٢ؾغح اؾتب٘ساضزٞب

 

 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (OrganisationInternationale de MetrologieLegals) 

4-Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کویسیَى فٌی تذٍیي استاًذارد

  «اًبَُ در حَزُ ًاًَ الکترًٍیک در هقیاسساخت  -ًاًَ ساخت »

 
 هحل اضتغالسوت ٍ/ یا  رئیس :  

 ٚـظٞطا وبٜٚ 

 زوتط٢ ٟٔٙسؾ٣ ثطق()

 ثطق ٚ وبٔپ٥ٛتطزا٘كىسٜ  -زا٘كٍبٜ نٙقت٣ قط٤ف

                            

  دبیر :

 ف٣ّ ضضب ٥٘ه فطخبْ

 (ٟٔٙسؾ٣ ثطق)زوتط٢ 

 زا٘كىسٜ فّْٛ ٚ فٖٙٛ ٤ٛ٘ٗ -زا٘كٍبٜ تٟطاٖ

 

  ()اؾب٣ٔ ثٝ تطت٥ت حطٚف اِفجب :اعضاء 

 ا٥ٔٗ چٛذبچ٣ ظازٜ ٔمسْ

 (اضقس ٘ب٘ٛ فٙبٚض٢وبضقٙبؾ٣ )

 

 ؾتبز ٤ٚػٜ تٛؾقٝ فٙبٚض٢ ٘ب٘ٛ

 ٔحٕسضضب حبج ٥ٔطظا ح٥سضف٣ّ

 (زوتط٢ ٘ب٘ٛ اِىتط٥٘ٚه)

 

   قطوت ضقس ٘ب٘ٛفٙبٚضاٖ

 فبعٕٝ ضاض٣ آؾتبضائ٣

 (زوتط٢ ف٥ع٤ه)

 

  زا٘كىسٜ فّْٛ ٚ فٖٙٛ ٤ٛ٘ٗ -زا٘كٍبٜ تٟطاٖ

 ق٥ٕب ضخج٣

 (اِىتط٥٘ٚه-)وبضقٙبؾ٣ اضقس ٟٔٙسؾ٣ ثطق

 

  تٛؾقٝ فٙبٚض٢ ٘ب٘ٛؾتبز ٤ٚػٜ 

 ضل٥ٝ لبؾٕپٛض

 )زوتط٢ ٘ب٘ٛ فٙبٚض٢(

 

 زا٘كىسٜ فّْٛ ٚ فٖٙٛ ٤ٛ٘ٗ -زا٘كٍبٜ تٟطاٖ

  ٍیراستار  

 ٘ٛضثرف، ض٤ٚب  

 )وبضقٙبؾ٣ اضقس ؾٓ قٙبؾ٣(

 

ٌوطٜٚ   -وكوبٚضظ٢ غوصا٣٤ ٚ   پػٚٞكىسٜ – پػٚٞكٍبٜ اؾتب٘ساضز

 پػٚٞك٣ ث٥ِٛٛغ٢
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   ٚ زأٙٝ وبضثطز ٞسف 1

                                                           ٔطاخـ اِعا٣ٔ 2

1 

1  

 انغلاحبت ٚ تقبض٤ف 3

 ؾطٚاغٜ ٞب 4

 ٣اِىتط٥٘ٚىٞب٢  ؾبذت افعاضٜ٘ب٘ٛٔٛاز زض ٔكبضوت   5

 ٔكىلات ا٣ٕٙ٤ ٚ ظ٤ؿت ٔح٥غ٣   6

 وتبة ٘بٔٝ 

 

2 

5 

5 

10 

11 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 



 4396سال :(لٍا پاچ)45384 ُراوضاستاًذارد هلی ایراى 

   

  ج

 

 

 پیص گفتار

-٤ٛ٘ؽ آٖ زض و٥ٕؿ٥ٖٛ وٝ پ٥ف« ا٘جٜٛ زض حٛظٜ ٘ب٘ٛ اِىتط٥٘ٚه زض ٔم٥بؼؾبذت  -٘ب٘ٛ ؾبذت»اؾتب٘ساضز 

ا٢ ثٝ فٙٛاٖ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ ثٝ ضٚـ اقبضٜ  ا٣ِّّٕ/ٔٙغمٝ ٔطثٛط ثط ٔجٙب٢ پص٤طـ اؾتب٘ساضزٞب٢ ث٥ٗ ٞب٢

 اخلاؾ٥ٝ پٙدبٜ ٚ ٥ٕٟ٘ٗ زضت٥ٟٝ ٚ تس٤ٚٗ قسٜ،  5، اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبض٠ 7قسٜ زض ٔٛضز اِف، ثٙس 

 3ته٤ٛت قس. ا٤ٙه ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ثٝ اؾتٙبز ثٙس ٤ه ٔبز٠  15/12/96 ٔٛضخ فٙبٚض٢ ٘ب٘ٛ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ و٥ٕت١

، ثٝ فٙٛاٖ 1371ٚ تحم٥مبت نٙقت٣ ا٤طاٖ، ٔهٛة ثٟٕٗ ٔبٜ  اؾتب٘ساضزلبٖ٘ٛ انلاح لٛا٥٘ٗ ٚ ٔمطضات ٔؤؾؿٝ 

 قٛز. اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ ٔٙتكط ٣ٔ

ٖ )اؾتب٘ساضزٞب٢  5اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ثط اؾبؼ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبض٠  ؾوبذتبض ٚ قو٠ٛ٥    -٣ّٔ ا٤وطا

ٞب٢ ٣ّٔ ٚ خٟوب٣٘ زض ظ٥ٔٙوٝ    قٛ٘س. ثطا٢ حفؼ ٍٕٞب٣ٔ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثب تحٛتت ٚ پ٥كطفتٍ٘بضـ( تس٤ٚٗ ٣ٔ

ِعْٚ تدس٤س٘ؾط ذٛاٞٙس قس ٚ ٞوط پ٥كوٟٙبز٢ ووٝ     نٛضتزض نٙب٤ـ، فّْٛ ٚذسٔبت، اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ 

زض ٍٞٙبْ تدس٤س٘ؾط زض و٥ٕؿ٥ٖٛ ف٣ٙ ٔطثٛط، ٔٛضز تٛخوٝ  ثطا٢ انلاح ٤ب تى٥ُٕ ا٤ٗ اؾتب٘ساضزٞب اضائٝ قٛز، 

 ثٙبثطا٤ٗ، ثب٤س ٕٞٛاضٜ اظ آذط٤ٗ تدس٤س٘ؾط اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ اؾتفبزٜ وطز.لطاض ذٛاٞس ٌطفت. 

ٖ  »ثوٝ ضٚـ  ا٢ ظ٤وط   ا٣ِّّٕ/ٔٙغمٝ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ثط ٔجٙب٢ پص٤طـ اؾتب٘ساضز ث٥ٗ ت٥ٟوٝ ٚ  « ٔقوبزَ ٤ىؿوب

ثبقوس ٚ ٔقوبزَ ٤ىؿوبٖ اؾوتب٘ساضز     طخٕٝ ترهه٣ وبُٔ ٔتٗ آٖ ثٝ ظثوبٖ فبضؾو٣ ٔو٣   ٚ قبُٔ تتس٤ٚٗ قسٜ 

 ا٢ ٔعثٛض اؾت: ا٣ِّّٕ/ٔٙغمٝ ث٥ٗ

 :اؾت ظ٤ط قطح ثٝ ٌطفتٝ لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز اؾتب٘ساضز ا٤ٗت٥ٟٝ  ثطا٢ وٝ ٔٙجـ ٚ ٔبذص٢
IEC/IEEE 62659 :2015 Nanomanufacturing – Large scale manufacturing for 

nanoelectronics. 
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 هقذهِ

خس٤س  ٣ٚ ا٘قغبف پص٤ط٢ ٔحهٛتت اِىتط٥٘ٚىثٟتط ، فّٕىطز وٓ ٞع٤ٙٝٔعا٤ب٢ ثٝ ٔٙؾٛض ثٟطٜ ٔٙس٢ وبُٔ اظ 

زض ضاؾتب٢  ثب٤سثبقٙس،  ٣ٔ ٔٛازٔطتجظ ثب فطٚـ، اؾتفبزٜ ٚ ٟٔٙسؾ٣  ٣ وٝت٥ِٛس قسٜ زض ٔم٥بؼ ٚؾ٥ـ، نٙب٤ق

ثطا٢ پص٤طـ ا٢  ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ا٤دبز ظ٥ٔٙٝتس٤ٚٗ ٞسف اظ  اضتمبء ٤بثٙس.خس٤س زض حٛظٜ ٘ب٘ٛ ٞب٢  پص٤طـ ضٚـ

ثبقس. فلاٜٚ ثط ا٤ٗ ثٟتط٤ٗ  ٣ٔ ا٘جٜٛاِىتط٥٘ٚه زض ٔم٥بؼ ٔحهٛتت ذغط ٘ب٘ٛٔٛاز زض ت٥ِٛس وٓ ؾط٤ـ ٚ 

 ث٥بٖ ذٛاٞس قس.  ضؾب٘ب ٥٘ٓضا٤ح ثطا٢ اؾتفبزٜ ؾبظ٘سٌبٖ ٞب٢  ٔدٕٛفٝ اظ ضٚـ

، چٍب٣ِتطو٥ت )ٔبزٜ(، ٞب٢  خٙجٝٙس اظ ٘تٛا ٣ٔ ٣اِىتط٥٘ٚى ٞب٢زض فطآ٤ٙساؾتفبزٜ  ٔٛضز٘ب٘ٛٔٛاز ٞب٢  ٤ٚػ٣ٌ

ٞب٢  ٣٤(، ٔح٥ظضؾب٘ب ٥٘ٓاِىتط٤ى٣ )ضؾب٘ب٣٤، غ٥ط ضؾب٘ب٣٤ ٚ ٞب٢  ذّٛل، ا٘ساظٜ/اثقبز، ذٛال ٔب٘ٙس ٤ٚػ٣ٌ

 ٥ٔعاٖ ،، فبُٔ زاض وطزٖ ؾغح، تٛظ٤ـ ا٘ساظٜ شضات، ٔؿبحت ؾغح، قىُؾبذت(، ا٘تمبَ) ٔح٥ظ  ٚاثؿتٝ

 تٛن٥ف قٛ٘س.قسٖ ٚ غ٥طٜ  وّٛذٝ ،تدٕـ

ٚ  زض ٔم٥بؼ ثٙس٢فطنت٣ ثطا٢ اع٥ٕٙبٖ اظ ثجبت  ،٘ب٘ٛٔٛاز ٔكرهٝ ٤بث٣ا٤ٗ اؾتب٘ساضزٞب٢ چ٥ٙٗ  ٞٓ

وٙٙس. ا٤ٗ  ٣ٔ فطاٞٓضا ٤ب ت٥ِٛس ٘ب٘ٛٔٛاز ثطا٢ وبضثطزٞب٢ اِىتط٥٘ٚى٣ ٤ٚػ٣ٌ تق٥٥ٗ زض ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ ٞب٢  ضٚـ

 .وٙس ٣ٔ ، ا٥ٕٞت پ٥ساثبقٙس ذ٥ُز وب٢ فٙبٚض٤٢ب قط ٗ وٙٙسٜتب٥ٔوٝ چٙس٤ٗ ظٔب٣٘  أط
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 اًبَُ در حَزُ ًاًَ الکترًٍیک در هقیاسساخت -ًاًَ ساخت

 

 ٍ داهٌِ کاربرد ّذف 4

ثٝ ت٥ِٛس ٚ حدٓ ظ٤بز ، ٔم٥بؼ ا٘جٜٛ٘ب٘ٛاِىتط٥٘ٚه زض  ت٥ِٛسثطا٢  اِعأبت ، تق٥٥ٗٗ اؾتب٘ساضزٞسف اظ تس٤ٚٗ ا٤

وطثٗ، ٌطافٗ، ٘مبط وٛا٘ت٣ٔٛ ٚ ٞب٢  ٘ب٘ٛٔٛاز )ٔب٘ٙس ٘بِِ٘ٛٛٝ اؾتفبزٜ اظاظ عط٤ك  ضؾب٘ب ؾبذت ٥٘ٓأىب٘بت ٚؾ٥ّٝ 

 .ثبقس ٣ٔ غ٥طٜ(

ثطا٢  ،اؾت٥س ثبت ثب حفؼ ضا٘سٔبٖ تِٛضٚـ ٞب٣٤ اؾتفبزٜ اظ ٥٘بظٔٙس  ضؾب٘ب ٥٘ٓؾبذت وٝ أىب٘بت  ٣ئاظ آ٘دب 

زض أىب٘بت ؾبذت آِٛز٣ٌ ثبِمٜٛ ثٝ فٙٛاٖ ٤ه ٚخٛز زاضز. ٘ب٘ٛٔٛاز  ٥ٌطا٘ٝثؿ٥بض ؾرت اِعأبت ٘حٜٛ ؾبذت،

ثٝ وبض أىب٘بت ٚ تد٥ٟعات ؾبذت زض ضٚقٕٙس ٚ ؾبذتبض٤بفتٝ ا٢  ِصا تظْ اؾت ثٝ ق٥ٜٛ ،حضٛض زاض٘س ضؾب٘ب ٥٘ٓ

 قٛ٘س. ٌطفتٝ 

 ضؾب٘ب ٥٘ٓ أىب٘بت ؾبذت٘ب٘ٛٔٛاز زض  ٚضٚزثطا٢ تؿ٥ُٟ ٔطاحُ ثٝ وبض ٌطفتٝ  ثطا٢ فطاٞٓ وطزٖ ،ا٤ٗ اؾتب٘ساضز

٢ ٔٛاز، عطاح٣ ٚ فطآٚض٥ٔٗ ٔٛاز ذبْ، بًٔرتّف: تٞب٢  تطت٥ت ا٤ٗ ٔطاحُ تحت فٙٛاٖ ظ٥ٔٙٝ. وبضثطز زاضز

ظ٘د٥طٜ تب٥ٔٗ ان٣ّ احُ ٔط ،ا٤ٗ فقب٥ِت ٞبقٛز.  ٣ٔ تكط٤ح ، آظٔب٤ف ٚ اؾتفبزٜ ٟ٘بئ٣ٔساضٞب٢ ٔدتٕـؾبذت 

 زٞس. ٣ٔ ضا ٘كبٖ ضؾب٘ب ٥٘ٓ ؾبذتأىب٘بت 
 

 هراجع الساهی 2

ٔساضن اِعا٣ٔ ظ٤ط حب٢ٚ ٔمطضات٣ اؾت وٝ زض ٔتٗ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ثٝ آٟ٘ب اضخبؿ زازٜ قسٜ اؾت. ثس٤ٗ 

ثب شوط تبض٤د  قٛز. زض نٛضت٣ وٝ ثٝ ٔسضو٣ ٣ٔ ئ٣ اظ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ ٔحؿٛةعٔمطضات خ آٖ تطت٥ت

ٚ تدس٤س ٘ؾطٞب٢ ثقس٢ آٖ ٔٛضز ٘ؾط ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ٥٘ؿت. زض ٞب  ا٘تكبض اضخبؿ زازٜ قسٜ ثبقس، انلاح٥ٝ

ٞب٢  ٔٛضز ٔساضو٣ وٝ ثسٖٚ شوط تبض٤د ا٘تكبض ثٝ آٟ٘ب اضخبؿ قسٜ اؾت، ٕٞٛاضٜ آذط٤ٗ تدس٤س ٘ؾط ٚ انلاح٥ٝ

 ثقس٢ آٖ ٔٛضز ٘ؾط اؾت.

 وبضثطز اؾتب٘ساضز اِعا٣ٔ اؾت: اؾتفبزٜ اظ ٔطاخـ ظ٤ط ثطا٢

ٞب٢  ٘ب٘ٛ ِِٛٝ-1-2لؿٕت -٤ٚػ٥ٌٟب٢ ٔٛاز -فٙبٚض٢ ٘ب٘ٛ "،19093-2-1اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ  -2-1

 "٤ٚػ٥ٌٟب٢ تفه٣ّ٥-وطث٣ٙ ته خساضٜ 
2-2- IEC 62624:2009, Test methods for measurement of electrical properties of carbon 

nanotubes 

2-3- ANSI/IEEE 1650-2005 - IEEE Standard Test Methods for Measurement of 

Electrical Properties of Carbon Nanotubes 
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 ٍ کَتِ ًَضت ّاّا  ، سرٍاشُ، ًواد ّاٍ تعاریف اصطلاحات 3

 .ضٚز ٣ٔ ثٝ وبضظ٤ط ٞب٢  ٚ وٛتٝ ٘ٛقتٞب  ؾطٚاغٜ، ٚ تقبض٤ف انغلاحبت زض ا٤ٗ اؾتب٘ساضز

4-3 

 قیاسًاًَه
nanoscale 

 ٘ب٘ٛٔتط اؾت. 100٘ب٘ٛٔتط تب  1 ث٥ٗ تمط٤جبًا٘ساظٜ ٌؿتطٜ 

ا٤ٗ  ا٢ثط .قٛ٘س ٣ٔ زازٜ ٘كبٖ ا٘ساظٜ ٌؿتطٜ ا٤ٗ زض غبِجبً قٛ٘س، ٣ٕ٘ ٤بث٣ ثطٖٚ ثعضٌتطٞب٢  ا٘ساظٜ اظ وٝ ضا ذٛان٣ -4 یادآٍری

 قٛ٘س.  ٣ٔ ا٘ساظٜ ثٝ نٛضت تمط٤ج٣ زض ٘ؾط ٌطفتٝٞب٢  ذٛال ٔحسٚزٜ

ثٝ  ٣وٛچه اتٕٞب٢  ٌطٜٚٚ  ٣تى ٟب٢اتٕ ه٥ماظ تر ٥ط٢خٌّٛ ٢٘ب٘ٛٔتط( ثطا 1)حسٚز  ٤فتقط ٤ٗزض ا ٥٤ٗحس پب -2 یادآٍری

 قٛز.  ٣ٔ ٤فتقط ،ثبقس ٥٤ٗحس پب ٤هفمساٖ  ٥ُفٙبنط ٘ب٘ٛؾبذتبض وٝ ٕٔىٗ اؾت ثٝ زِ ٤ب ق٥ئفٙٛاٖ ٘ب٘ٛ 

 {1395چبح اَٚ  80004-1ا٤عٚ -}اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ

2-3  

 فٌاٍریًاًَ

nanotechnology 

ثطا٢ ثٟطٜ ( 1-3ثٙس ظ٤طعجك ٔم٥بؼ )٘ب٘ٛ زض غبِجبً  ،وبض٢ ٚ وٙتطَ ٔبزٜ زؾت زضف٣ّٕ ٞب٢  ؿتٝاؾتفبزٜ اظ زا٘

ٞب٢  ِٔٛىَٛ ٚٞب  اتٓثب ذٛال  ،ٔتٕب٤عذٛال ؾبذتبض ٚ ا٘ساظٜ اؾت. ا٤ٗ ذٛال ٚاثؿتٝ ثٝ ٚ ٞب  پس٤سٜاظ  ثطزاض٢

 . اظ قىُ تٛزٜ ٕٞبٖ ٔبزٜ ٞؿتٙسغ٥ط لبثُ ثطٖٚ ٤بث٣ )اؾتٙتبج( ٚ  ٔٙفطز

 .قٛز ٣ٔ ٞٓٚ وٙتطَ قبُٔ ؾٙتع ٔٛاز  ٢زؾتىبض - یادآٍری

 {1395چبح اَٚ  80004-1ا٤عٚ -}اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ

3-3  

 ًاًَالکترًٍیک

nanoelectronics  

 ٘ب٘ٛاظ فّٓ ٚ فٙبٚض٢ وٝ ثٝ تٛؾقٝ ٚ ت٥ِٛس لغقبت اِىتط٥٘ٚى٣ وبضوطز٢ ثب اخعائ٣ زض ٔم٥بؼ ا٢  حٛظٜ

 پطزاظز. ٣ٔ

 {1395چبح اَٚ  80004-12ا٤عٚ -}اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ

4-3 

  ساختًاًَ
nanomanufacturing  

عجك  ؾبذت زض ٘ب٘ٛ ٔم٥بؼ )ٞب٢  (، ٚ ٤ب ٌب6ْ-3ثٙس ظ٤طعجك ٞسفٕٙس، ا٤دبز ٚ ٤ب وٙتطَ ٘ب٘ٛ ٔٛاز ) ؾٙتع

  ( ثٝ ٔٙؾٛض زؾت٥بث٣ ثٝ اٞساف تدبض٢ اؾت.1-3ثٙسظ٤ط

 {1395چبح اَٚ  80004-1ا٤عٚ -٣ّٔ ا٤طاٖ }اؾتب٘ساضز
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4-4-3 

 بِ بالا پاییي ساخت ًاًَ
down-top nanomanufacturing 

ثعضٌتط ثب ٞب٢  ٞب ٤ب ٔدٕٛفٝؾبذتبض ا٤دبزوٛچه ثطا٢ ا٢  پب٤ٝاظ ٚاحسٞب٢ ع٣ آٖ وٝ  اؾت، فطا٤ٙسٞب٣٤

 قٛز. ٣ٔ فّٕىطز اضتمبء ٤بفتٝ اؾتفبزٜ

2-4-3 

 ساخت ترکیبیًاًَ 
combined nanomanufacturing 

 ثبقس. ٣ٔ ا٤دبز ٞسفٕٙس ٤ه ؾبذتبض ٘ب٘ٛ ٔم٥بؼثطا٢  افعا٤ك٣ ٤ب وبٞك٣تطو٥ج٣ اظ فطآ٤ٙس وٙتطَ قسٜ 

3-4-3  

 بِ پائیي بالا ساخت ًاًَ
top- down nanomanufacturing 

 .وٙٙس ٣ٔ اثقبز ٔبوطٚؾىٛپ٣ ا٤دبز ؾبذتبضٞب٢ضا اظ ٔم٥بؼ ؾبذتبضٞب٢ ٘ب٘ٛ  زض آٖ فطا٤ٙسٞب٣٤ وٝ

5-3 

  ساخت فرآیٌذ ًاًَ

 nanomanufacturing process 

( ٚ ٤ب ٔطاحُ 6-3ثٙس ظ٤طعجك ثٝ ٔٙؾٛض ؾٙتع ٞسفٕٙس، ؾبذت ٚ ٤ب وٙتطَ ٘ب٘ٛ ٔٛاز )ٞب  اظ فقب٥ِتا٢  ٔدٕٛفٝ

 ( ثطا٢ اٞساف تدبض٢ اؾت. 1- 3ثٙس ظ٤طعجك ؾبذت زض ٘ب٘ٛ ٔم٥بؼ )

 {1395چبح اَٚ  80004-1ا٤عٚ -٣ّٔ ا٤طاٖ}اؾتب٘ساضز 

6-3 

 ُ ًاًَهاد
nanomaterial 

آٖ  ؾغح٣ؾبذتبض زاذ٣ّ ٤ب ؾبذتبض  ٤ب ( اؾت1-3ثٙس ظ٤طعجك وٝ ٞط ثقس ذبضخ٣ آٖ ٘ب٘ٛ ٔم٥بؼ)ا٢  ٔبزٜ

 ٘ب٘ٛ ٔم٥بؼ اؾت.
 .اؾت٘ب٘ٛؾبذتبض  ٜٚ ٔبز ق٣ءقبُٔ ٘ب٘ٛ  ٣انغلاح فٕٛٔ ٤ٗا - یادآٍری

 {1395چبح اَٚ  80004-1ا٤عٚ -ا٤طاٖ}اؾتب٘ساضز ٣ّٔ 

7-3 

 ء ًاًَ ضی

nano-object 

 ( اؾت.1-3 عجك ظ٤طثٙسٞط لغقٝ ٔدعا اظ ٔبزٜ ثب ٤ه، زٚ ٚ ٤ب ؾٝ ثقس ذبضخ٣ زض ٘ب٘ٛ ٔم٥بؼ )
 ثبقس. ٣ٔ ٘ب٘ٛ ٌؿؿتٝ ٥بءتٕبْ اق ٢ثطا ٣انغلاح فٕٛٔ - یادآٍری

 {1395چبح اَٚ  80004-1ا٤عٚ -}اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ
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8-3 

 ًاًَساختار
nanostructure  

عجك تطو٥ج٣ اظ اخعا٢ تكى٥ُ زٞٙسٜ ٔطتجظ ثب ٞٓ وٝ ٤ه ٤ب ث٥كتط اظ ٤ه خعء آٟ٘ب زض ٔحسٚزٜ ٘ب٘ٛ ٔم٥بؼ )

 ( لطاض زاض٘س. 1-3ظ٤طثٙس 
 .قٛز ٣ٔ تقط٤ف ذٛال زض ٘بپ٥ٛؾت٣ٍ اظ قسٜ ٔكرم ٔطظ ٤ه نٛضت ثٝ ٘بح٥ٝ ٤ه - یادآٍری

 {1395چبح اَٚ  80004-1ا٤عٚ -}اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ

9-3 

 لیفًاًَ
nano - fiber 

ثٝ وٝ ( ٚ ؾ٥ٔٛٗ ثقس 1-3عجك ظ٤طثٙس( ثب زٚ ثقس ذبضخ٣ ٔكبثٝ زض ٔم٥بؼ ٘ب٘ٛ )7-3عجك ظ٤طثٙس) ء٘ب٘ٛق٣

 عٛض لبثُ تٛخ٣ٟ ثعضٌتط اؾت.

 ؾرت ثبقس. ٤بٚ  ٤طتٛا٘س ا٘قغبف پص ٣ٔ ٥جط٘ب٘ٛف-4 یادآٍری

ٚ ثقس  ثبقس زاقتٝزض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ ا٘س وٝ ا٘ساظٜ آٟ٘ب وٕتط اظ ؾٝ ثطاثط تفبٚت  عٛض٢ٔكبثٝ  ٣زٚ ثقس ذبضخ - 2 یادآٍری

 ثعضٌتط اؾت. ٤ٍطثقس ز زٚؾٝ ثطاثط  اظ ٣آٖ ثٝ عٛض لبثُ تٛخٟ ثعضي ٣ذبضخ

 .٥ؿت٘ب٘ٛ ٘ ٥بؼزض ٔم ِعٚٔبً ٣ثقس ذبضخ ٤ٗثعضٌتط -3 یادآٍری

 { ISO/TS 27687:2008, 4.3}ٔٙجـ: 

41-3 

 ًاًَررُ
nanoparticle 

 (1-3عجك ظ٤طثٙس ؾٝ ثقس ذبضخ٣ زض اثقبز ٘ب٘ٛ )تٕبْ ( ثب 7-3عجك ظ٤ط ثٙس) ء٘ب٘ٛ ق٣

اظ ؾٝ ثطاثط(  ٥ف)ثٝ عٛض ٔقَٕٛ ث ٣ثٝ عٛض لبثُ تٛخٟ ٣ء٘ب٘ٛ ق ٢ٔحٛضٞب ٤ٗوٛتبٜ تط ثٝ ٤ٗتط ٣عٛت٘ ٘ؿجتاٌط  - یادآٍری

 قٛز. ٣ٔ اؾتفبزٜ ٜ٘ب٘ٛ شض ٢٘ب٘ٛنفحٝ ثٝ خب ٤ب ٥جطٔتفبٚت ثبقس، انغلاح ٘ب٘ٛف

 { ISO/TS 27687:2008, 4.1}ٔٙجـ: 

44-3 

  ًاًَسین
nanowire 

 (9-3عجك ظ٤طثٙس٤ب ضؾب٘ب٢ خط٤بٖ اِىتط٤ى٣ ) ضؾب٘ب ٥٘ٓ ٥ِف٘ب٘ٛ

 { ISO/TS 27687:2008, 4.6}ٔٙجـ: 

42-3 

 برگ ًاًَ
nanosheet 

 اؾت. ذٛز ا٤ؿتبف٥ّٓ  ٘ب٘ٛ
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43-3 

 گرافي
graphene 

 قسٜ ثبقس.ؾبذتبض ت٘ٝ ظ٘جٛض٢ ٔتهُ ٤ه ٕٞؿب٤ٝ زض اتٓ وطثٗ وٝ ٞط اتٓ آٖ ثٝ ؾٝ ٞب٢  اتٓ اظ٤ه ت٤ٝ 

 اؾت. ٣وطثٙ اق٥بءثؿ٥بض٢ اظ ٘ب٘ٛ زض ٟٔٓ  ٢ؾبذتبضٚاحس ا٤ٗ ٤ه  -یادآٍری

 { ISO/TS 80004-3:2010, 2.11}ٔٙجـ: 

44-3 

 ًاًَلَلِ

nanotube 

 (9-3عجك ظ٤طثٙستٛذب٣ِ ) ٥ِف٘ب٘ٛ

 { ISO/TS 27687:2008, 4.4}ٔٙجـ: 

45-3 

 ًاًَهیلِ
Nanorod 

(9-3عجك ظ٤طثٙس) تٛپط ٥ِف٘ب٘ٛ  

 { ISO/TS 27687:2008, 4.5}ٔٙجـ: 
 

 ّا سرٍاشُ  4

 Carbon Nano Tube CNT ٘بِِ٘ٛٛٝ وطث٣ٙ

 Hardware Discription Language HDL ظثبٖ تٛن٥ف٣ ؾرت افعاض

 Automated Test Equipment ATE تد٥ٟعات آظٖٔٛ ذٛزوبض

   

 یالکترًٍیکّای  ساخت افسارًُاًَهَاد در هطارکت  5

 کلیات 4-5

ثٝ  ثبت ؾبذت اظ، ثٝ ثبت ٘ب٘ٛ اظ پب٥٤ٗؾبذت : ت٥ِٛس قبُٔؾٝ ضٚـ و٣ّ  ثٝ٘ب٘ٛ  ؾبذت زض حٛظٜفطا٤ٙسٞب٢ 

ٜ ٔبزٔٛلق٥ت  حؿتثطاظ ا٤ٗ ؾٝ ضٚـ ٕٔىٗ اؾت وٝ ٞط وساْ  ،ثبقٙس ٣ٔ ٚ تطو٥ج٣ اظ ا٤ٗ زٚ ضٚـ پبئ٥ٗ

 اؾتفبزٜ قٛز. ث٥ٙ٥س، ٣ٔ 1زض قىُ  آٖ چٝٔغبثك ا٥ِٚٝ 
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بر  ًاًَالکترًٍیک در "ترکیبی"ٍ  "بالا بِ پاییي"، "پاییي بِ بالا"رابطِ بیي فرآیٌذّای ساخت افسارُ  - 4ضکل 

 ّای هختلف ابعادیهحذٍدُ اساس

 

زض زٚ فطآ٤ٙس ٔقَٕٛ ؾبذت ضا  ،٘ب٘ٛاِىتط٥٘ٚهٞب٢  ا٤دبز افعاضٜ ثطا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٣٤ اظ ٌطزـ وبض 2ٚ  1خساَٚ 

اظ ٤ه فطآ٤ٙس  ،اِىتط٥٘ٚى٣ ٕٔىٗ اؾتٞب٢  ثٝ وبض ٥ٌط٢ ٘ب٘ٛٔٛاز زض ؾبذت افعاضٜثطا٢ زٞٙس.  ٣ٔ ٘كبٖ

ٞب٢ ٘ب٘ٛاِىتط٥٘ٚه، تطو٥ج٣ اظ اخعاء ٞط زٚ فطا٤ٙس ثٝ وبض وٝ زض آٖ، ثطا٢ ا٤دبز افعاضٜ ،تطو٥ج٣ اؾتفبزٜ قٛز

 س.ضفتٝ ثبق
 

 
 رٍش پاییي بِ بالا در ًاًَالکترًٍیک - 4 جذٍل

 فرایٌذ گردش کار

ا٤دبز ٔٛلق٥ت زا٘ٝ ثطا٢ اٍِٛ ٔٛضز ٘ؾط زض اثعاض ٘طْ افعاض٢ وبقت زا٘ٝ  فٗ ٥ِتٌٛطاف٣تقط٤ف ا٢ٍِٛ ٔٛضز ٘ؾط ثب اؾتفبزٜ اظ 

 ٤بثس.  ٣ٔ ٞب، تٛؾقٝ

 قٛز. ٣ٔ ض٢ٚ ظ٤ط ت٤ٝ ا٤دبز ،1زا٘ٝت٤ٝ  ؾغح فبُٔ زاض قسٜ

 قٛز، اخبظٜ ٣ٔ وٝ تٛؾظ ؾغح فبُٔ زاض قسٜ ٔكرم ،ا٢ٍِٛ ٔٛضز ٘ؾط ٚ ت٥ِٛس ؾغح فبُٔ زاض قسٜضقس 

. ثٝ ا٤ٗ تطت٥ت ٔٛاز ذبْ قٛ٘سضقس وطزٜ ٚ تد٥ٕـ ٞب  زٞس زا٘ٝ ٣ٔ

 ٤بثٙس.  ٣ٔ ضقس ،افعٚز٣٘ اظ ؾغٛح فبُٔ زاض قسٜ

 ؾبذت افعاضٜ پب٤بٖ ٤بفتٝ اؾت. ا٢ٍِٛ وبُٔ قسٜ

 پب ٘ٛقت:

1-Seed layer 
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 فرآیٌذ بالا بِ پاییي در ًاًَالکترًٍیک - 2جذٍل 

 فرایٌذ گردش کار

 قٛز.  ٣ٔ ٔبزٜ ثٝ ظ٤ط ت٤ٝ اضبفٝ پٛقف ز٣ٞ ٔبزٜ ذبْ ظ٤ط ت٤ٝ 

 ٤بثس. ٣ٔ ا٢ٍِٛ ٔٛضز ٘ؾط تٛؾقٝ ا٢ٍِٛ ٔٛضز ٘ؾط ثب اؾتفبزٜ اظ تى٥ٙه ٘مف ٍ٘بض٢ تقط٤ف 

فطآ٤ٙس ٘مف ٍ٘بض٢ تٛن٥ف قسٜ ٚ ٔٛاز  ٚؾ٥ّٝ ثٝا٢ٍِٛ ٔٛضز ٘ؾط  ا٢ٍِٛ ظزا٤ف قسٜ

قٛ٘س. اٍِٛز٣ٞ ٚ فطا٤ٙس ظزا٤ف  ٣ٔ اضبف٣ ثٝ نٛضت ا٘تربث٣ حصف

 ٌطزز. ٣ٔ زض نٛضت ِعْٚ تىطاض

 ؾبذت افعاضٜ پب٤بٖ ٤بفتٝ اؾت. ا٢ٍِٛ وبُٔ قسٜ

 

ثب ٔمب٤ؿٝ  ،3خسَٚ زض  ،اِىتط٥٘ٚى٣ٞب٢  ثٝ وبض ٥ٌط٢ ٘ب٘ٛٔٛاز زض فطا٤ٙس ؾبذت افعاضٜثطا٢ ٌطزـ وبض٢ 

، ٔكرم قسٜ ((CMOS 1ضؾب٘ب٢ اوؿ٥س فّع تى٣ّ٥ٕ ٥٘ٓثب  CNTاِىتط٥٘ٚى٣ پب٤ٝ ٞب٢  ٌطزـ وبض افعاضٜ

 اؾت. 
 ًوًَِ CNTالکترًٍیکی پایِ ّای  با فرایٌذ افسارُ CMOSهقایسِ فرآیٌذّای  - 3جذٍل 

 Siپب٤ٝ  CMOSالکترًٍیک  CNTالکترًٍیک پایِ  گردش کار

 )ؾًٙ ٔقسٖ تٍٙؿتٗ( زض ٚاحس تbِٗٚفطا٥ٔت /aق٥ّ٥ت زض ٚاحس ٌطْ CNT ٔبزٜ ذبْزؾت٥بث٣ ثٝ 

زض ٤ه حلاَ آث٣ ٤ه ٤ب چٟبض  CNT ٢ ٔبزٜفطآٚض

 ٥ِتط٢

ثطا٢  ٤mm300ب  mm 150 ،mm200اٞساف تٍٙؿت٣ٙ 

 ت٤ٝ ٘كب٣٘ ثٝ ضٚـ وٙسٚپبـ

 ؛HDLؾبذتٝ قسٜ ثط اؾبؼ ا٢  ض٤عپطزاظ٘سٜ چٙس ٞؿتٝ خبٕ٘بئ٣ وبٔلا ؾفبضق٣ عطاح٣

  mm200 (Si، ض٢ٚ ٤ٚفط ؾ٥ّ٥ؽ)CMOS ،μm 15/0  CMOS  nm45 فٙبٚض٢ ICؾبذت 

 ( ثب ؽطف٥ت ثبتATE تد٥ٟعات آظٖٔٛ ذٛزوبض ) ذٛزوبض ٤ٚفط آظٖٔٛ ٥٘ٓوبٚ٘س ٞب٢  ا٤ؿتٍبٜ آظٖٔٛ

eتبث٣ثطا٢ ضا٤ب٘ٝ و dٔدٕٛفٝ تطاقٕٝٞطاٜ  ثٝ cان٣ّ نفحٝ ثجت زازٜ حبِت خبٔس ٔسَٚ ٔهطف ٟ٘بئ٣
 

 پب ٘ٛقت:

a- Sheelite 

b-Wolframite 

c-Main Board 

d-Chipset 

e-notebook 

 

                                                 
1 Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) 



 4396سال :(لٍا پاچ)45384 ُراوضاستاًذارد هلی ایراى 

   

8 

 

٢ فطآٚضقٛ٘س، فجبضتٙس اظ: ٔٛاز ذبْ، ٔٛاز ثب٤س قفبف حطوت اظ ٘مغٝ اثتسا٣٤ تب ٔحهَٛ ثطا٢ ٔطاحُ ان٣ّ وٝ 

وبضثط٢ ٟ٘ب٣٤. ٞط ٔطحّٝ زاضا٢ ٞب٢  ؾبٔب٘ٝ، عطاح٣، آظٔب٤ف ٚ (IC) ٔساض ٔدتٕـ قسٜ، فطا٤ٙسٞب٢ ؾبذت

اؾت. ا٤ٗ اؾتب٘ساضز چبضچٛث٣ ضا ٚاثؿتٝ وبضثط٢ ٟ٘ب٣٤  ؾبٔب٘ٝوٝ ثٝ اِعأبت  ،اِعأبت ٚ فّٕىطز ذبن٣ اؾت

ٞب٢  ثب ز٤ٍط فقب٥ِت ٣ثب ٞسف ٕٞبٍٞٙٞب  ؾبٔب٘ٝتٛن٥ف ا٤ٗ ثٝ ٔٙؾٛض ض٤ٚىطزٞب٢ ف٣ٕٔٛ ثطا٢ قفبف ؾبظ٢ 

 وٙس. ٣ٔ ـ ٔكتطن زاض٘س ضا فطاٍٞٓٞٙب٣ٔ وٝ ٤ه ٔٛضٛؿ ٤ب ضٚ ،اؾتب٘ساضز

 

 دستیابی بِ هَاد خام 2-5

قٛ٘س: ٘ب٘ٛشضات،  ٣ٔ ثٝ چٟبض زؾتٝ ان٣ّ تمؿ٥ٓ ا٘جٜٛٔٛاز ا٥ِٚٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ٘ب٘ٛاِىتط٥٘ٚه زض ٔم٥بؼ 

 ٕٔىٗ اؾت قبُٔ ٘ب٘ٛٔٛاز ثسٖٚ ثقس، ٘ب٘ٛٔٛاز ٤ه ثقس٢،ٔٛاز ا٥ِٚٝ . ٞب ثطيٚ ٘ب٘ٛٞب  ٘ب٘ٛؾ٥ٓ ٞب، ٘بِِ٘ٛٛٝ

ٝ تطو٥ت ثب ٔٛاز ز٤ٍط ٤ب ث نٛضت ٔدعا ٤ب زضٝ ث تٛا٘ٙس ٣ٔ ٘ب٘ٛٔٛاز زٚ ثقس٢، ٤ب ٘ب٘ٛٔٛاز ؾٝ ثقس٢ ثبقٙس وٝ

زض ا٢  ٤ه ؾبذتبض ِِٛٝ ثٛزٖ ثٝ فّت ٔب٥ٞت تٛذب٣ِٞب  نٛضت ٔرّٛع٣ اظ ٔٛاز ٔرتّف، ؾبذتٝ قٛ٘س. ٘بِِ٘ٛٛٝ

ٚ  IECٔرتّف ث٥ٗ ا٣ِّّٕ اؾتب٘ساضزٞب٢  ٘س.قٛ ٣ٔ ٔتٕب٤ع ٞب ؾبذتبض پ٥ٛؾتٝ ؾ٥ٓ، اظ ٘ب٘ٛؾ٥ٓ ٔمب٤ؿٝ ثب

IEEE 62624:2009اؾتب٘ساضز ث٥ٗ ا٣ِّّٕ  :ٔب٘ٙس IEC اؾتب٘ساضز ث٥ٗ ا٣ِّّٕ ،-ANSI/IEEE 1650 

ٞب  ٔرتّف ت٥ِٛس ٚ تٛن٥ف ٘بِِ٘ٛٛٝٞب٢  ، ثط تكط٤ح خٙج19093ٝ-2-1اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ ٚ 2005

 اؾتفبزٜ ذٛاٞٙس قس.ب٘ساضزٞب ثٝ فٙٛاٖ ٔطاخـ ا٤ٗ وبض، تٕطوع وطزٜ ا٘س. ا٤ٗ اؾت

اظ ٔٙجـ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض فطا٤ٙس ضقس،  فجبضت ٣وطثٙٞب٢  قٙبذت ٘بِِ٘ٛٛٝ ثطا٢و٥ّس٢ ٞب٢  ثقض٣ اظ ٤ٚػ٣ٌ

(، وٙتطَ 1ٚاض٣ٌزؾت وٙتطَ ٌبظ، وٙتطَ زٔب، ا٘تربة ٚ وٙتطَ ظ٤ط ت٤ٝ، وٙتطَ لغط )ٚ  :قطا٤ظ ضقس قبُٔ

آِٛز٣ٌ ثٝ وطثٗ ٞٓ چ٥ٙٗ ٚ ٞب  ٘بِِ٘ٛٛٝٞب  عٚضوطزٖ ؾغح، ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ آِٛز٣ٌ ٘بق٣ اظ وبتب٥ِ عَٛ، فبُٔ زاض

 .٘ٛقتٝ قسٜ اؾت 19093-2-1اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ زض  ٥بتخعئ . ا٤ٗاؾت اضبف٣

تطو٥ت، ، وٙتطَ 2٘بپطاوٙس٣ٌتٕطوع ثط ض٢ٚ ٞب  زض ا٤ٗ ضٚـ .ثؿ٥بض ٔتٙٛؿ ٞؿتٙس ٘ب٘ٛشضات، ؾٙتعٞب٢  ضٚـ

 فبُٔ زاض وطزٖ ؾغح ٚ آِٛز٣ٌ اؾت.

ض٢ٚ غّؾت ٌبظ، وٙتطَ زٔب، ا٘تربة ظ٤ط ت٤ٝ، وٙتطَ لغط، وٙتطَ عَٛ، فبُٔ زاض ٞب  ٘ب٘ٛؾ٥ٓؾٙتع ٞب٢  ضٚـ

ت٥ِٛس ٔٛاز ا٥ِٚٝ، ٥٘بظ ثٝ ثطضؾ٣ زل٥ك قطا٤ظ ا٣ٕٙ٤ زض ٞب٢  ٕٞٝ ا٤ٗ ضٚـ تٕطوع زاضز.وطزٖ ؾغح ٚ آِٛز٣ٌ 

 ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜثطزاقت ٚ زؾتىبض٢ ٚ پب٤ف خط٤بٖ پؿٕب٘س زاضز. اؾتب٘ساضز عَٛ فطا٤ٙس ضقس، ا٣ٕٙ٤ 

 .ثبقس ٣ٔ ثقس٢ٞب٢  خعئ٥بت ا٥ِٚٝ ٘ب٘ٛؾ٥ٓتق٥٥ٗ ثطا٢ ٔس٣ِ  1-2-19093

ٚ ثطٞٓ ٣ٟ٘ ٔكرم اظ ٤ه ٤ب چٙس ت٤ٝ  وطثٗٞب٢  زض ٔٛضز ٘ب٘ٛ نفحٝ ٞب، ؾٙتع ثط اضائٝ ت٤ٝ ته ات٣ٕ اظ اتٓ

وٝ غّؾت ٌبظ، وٙتطَ زٔب، ا٘تربة ظ٤ط ت٤ٝ ٚ  ،قسٜ ثط ضٚـ ٞب٣٤ ٔتٕطوع اؾتٔتٕطوع اؾت. ضقس وٙتطَ 

 وٙٙس. ٣ٔ آِٛز٣ٌ ضا ٔكرم
 

 

                                                 
1 Chirality 
2  Monodispersity 
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 ی هَادفرآٍر 3-5

تٛا٘ٙس ثٝ عٛض  ٣ٔ ٘ؿجتبً خس٤س اؾت. زض حم٥مت، ٘ب٘ٛٔٛاز CMOSاؾتفبزٜ زض  ثطا٢ ٢ ٘ب٘ٛٔٛازفطآٚضٔفْٟٛ 

ثسٖٚ ذبِم ؾبظ٢ لبثُ تٛخ٣ٟ ضقس وطزٜ ٤ب ذٛز آضا٤ٝ قٛ٘س. زض نٛضت٣ وٝ  ،ٔؿتم٥ٓ ثط ض٢ٚ ظ٤ط ت٤ٝ ٞب

اؾتفبزٜ زض ثطا٢  ،ٔٛضز ٥٘بظٔحَّٛ ٞبئ٣ اظ ٘ب٘ٛٔٛاز ثب٤س ثب ضٚـ ٔٙبؾج٣ ضقس ٔؿتم٥ٓ اضخح٥ت ٘ساقتٝ ثبقس، 

CMOS ِِٝٛٛ٘س ثٝ. ثب٤زاضز ا٘ساظٜ، ذّٛل ٚوبضا٣٤ ثؿت٣ٍ ثٝ زض ٔحَّٛ،ٞب  ت٥ٟٝ قٛ٘س. تطاوٓ/تٛظ٤ـ ٘ب 

زؾتٝ ثٙس٢ ٘ب٘ٛ ٔٛاز، چٝ  ٔٛضٛؿ حصف آت٤ٙسٜ ٞب، ثٝ ٤ٚػٜ فّعات ٔب٘ٙس آٞٗ، ٥٘ىُ ٚ وجبِت تٛخٝ ٤ٚػٜ وطز.

 ثطا٢ ٣زض ٔٛضز ٘ب٘ٛشضات، قطط تظٔ ٘بپطاوٙس٣ٌچٝ اظ ٘ؾط  ٚٞب  ٤ب ٘ب٘ٛؾ٥ٓٞب  اظ ِحبػ لغط زض ٔٛضز ٘بِِ٘ٛٛٝ

پؿٕب٘س قبُٔ پؿٕب٘سٞب٢ فطا٤ٙس ٞب٢  اضتجبط ثب خط٤بٖزض ثب٤س اؾت. ٔؿبئ٣ّ وٝ ٔح٥ظ ؾبذت پ٥كجطز وبض زض 

ثبقٙس. فطا٤ٙسٞب ت٥ٕع وبض٢ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٥ٌط٘س، زاضا٢ ا٥ٕٞت ٣ٔٞب٢  ٚ زؾتٛضاِقُٕٞب  ذبِم ؾبظ٢، حلاَ

 .ثبقٙسثب ٔمطضات ظ٤ؿت ٔح٥غ٣ وبضثطز٢  ٔغبثك ثب٤س

 

 طراحی  4-5

ساضزٞب٢ ٔساضٞب٢ ٔدتٕـ ثٝ زض اؾتب٘ آ٘چٝ٘ساضز، ٔب٘ٙس ثطا٢ عطاح٣ اؾتبزض نٛضت أىبٖ اؾتفبزٜ اظ ٘ب٘ٛٔٛاز 

قٛز، ٞب ٣ٔتط٢ اظ ا٤ٗ ٤ٚػ٣ٌٞب٢ تئٛض٢ ٚ تدطث٣ وٝ ؾجت زضن زل٥كثب پ٥كطفت. اؾت، ٔٙبؾت ضٚ٘سوبض ٣ٔ

  .اؾت، زض حبَ تٛؾقٝ ثبقٙس٣ٔوٛا٘ت٣ٔٛ  اثطاتزاضا٢ ٘ب٘ٛٔم٥بؼ وٝ ٞب٢  عطاح٣ افعاضٜ

 

 ساخت  5-5

بِم ٚ حت٣ ثب ٘ب٘ٛٔٛاز ذٞب  اؾتفبزٜ اظ ٘ب٘ٛٔٛاز زض حبَ تىبُٔ ٞؿتٙس. ثطا٢ ؾبذت افعاضٜفطا٤ٙسٞب٢ ؾبذت ثب 

ؾتب٘ساضز ٔقَٕٛ نٙب٤ـ اٞب٢  ٚ ضٚـٞب  وٝ ٔغبثك ثب زؾتٛضاِقُٕ ٞب، پطٚتىُ زاقت٢ قسٜ، ثب٤س تٛخٝ فطآٚض٤ب 

ٚ ٞب  ضٚـ پ٥ط٢ٚ اظٚ  ٔتقبلت آٖ ٢فطآٚضفُٕ قٛز. تٛخٝ ٤ٚػٜ ثٝ ت٥ٕع٢، زفـ پؿٕب٘س ٚ  ضؾب٘ب ٥٘ٓ

ٚ  6252 ٣ّٔ ؾط٢ اؾتب٘ساضزٞب٢ تق٥٥ٗ قسٜ نٙقت٣، اظ خّٕٝ ٔٛاضزضطٚض٢ ٞؿتٙس وٝ زض اؾتب٘ساضٞب٢

 تكط٤ح قسٜ اؾت.  (اظ ؾط٢ اؾتب٘ساضزٞب٢ اتبق ت٥ٕع) 8089

ضا  ا٤ٗ وبض تٛاٖ ٣ٔ ٔسضٖ ٤ه ضطٚضت اؾت ٚ تٟٙب ظٔب٣٘ٞب٢  ثطا٢ ٔثبَ، وبض وطزٖ ٤ٚفطٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ضثبت

ٔسضٖ ضا آِٛزٜ ٞب٢  ضثبتٞب٢  وٝ ٍ٘ٝ زاض٘سٜ ٞؿتٙسحس٢ ت٥ٕع تب  ٞب ا٘دبْ زاز وٝ ٔغٕئٗ ثبق٥ٓ ظ٤ط ت٤ٝ

اٍِٛز٣ٞ ٚ ت٤ٝ ثطزاض٢ ٥٘بظ ثٝ ٔغبثمت ثب فطآ٤ٙسٞب٢  وٙٙس. ؾب٤ط فطا٤ٙسٞب٢ ؾبذت ٔب٘ٙس ت٤ٝ ٘كب٣٘، ٣ٕ٘

 وٝ ٘ب٘ٛٔٛاز ٘ٝ ترط٤ت قٛ٘س ٚ ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ آت٤ٙسٜ فُٕ وٙٙس.  زلت وطزاؾتب٘ساضز ضا زاض٘س. ثب٤س 

 

 آزهَى  6-5

قٛز،  ٣ٔ ٔدتٕـ ا٘دبْثطا٢ ٔساضٞب٢  آٖ چٝٞب٢ آظٖٔٛ ٔب٘ٙس أىبٖ اؾتفبزٜ اظ ٘ب٘ٛٔٛاز ثبقس، ضٚـ ٌبٜٞط 

ٔٛخٛز ٞب٢  ٚـٚ ٘ب٘ٛؾبذتبضٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ضٞب  زض ثؿ٥بض٢ اظ ٔٛاضز، آظٖٔٛ فّٕىطز٢ افعاضٜٔٙبؾت اؾت. 

ٞب٢  چٙبٖ وٝ پ٥كطفت ثط٘س، ٞٓ ٣ٔ ٘ب٘ٛٔم٥بؼ وٝ اظ اثطات وٛا٘ت٣ٔٛ ثٟطٜٞب٢  افعاضٜ لبثُ ا٘دبْ اؾت. آظٖٔٛ

ا٘ساظٜ ٞب٢  لبث٥ّت وٙٙس، زضحبَ تٛؾقٝ ٞؿتٙس.ٞب ضا فطاٞٓ ٣ٔتئٛض٢ ٚ تدطث٣ زضن زل٥ك تط٢ اظ ا٤ٗ ٤ٚػ٣ٌ
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ٕٞطاٜ ثب ٘مف ٍ٘بض٢ ٘ب٘ٛٔم٥بؼ زضحبَ حبضطزضحبَ تٛؾقٝ اؾت ٚ زض ثؿ٥بض٢ اظ ٔٛاضز ا٤ٗ  ،٥ٌط٢ ٘ب٘ٛٔم٥بؼ

 .ثبقٙس ٣ٔ ثطا٢ ؾب٤ط ٘ب٘ٛؾبذتبضٞب ٔٙبؾتٞب  ضٚـ

 

 4ًْایی مگا 7-5

ٔغبثمت  ،اؾتب٘ساضز زض نٙقت اِىتط٥٘ٚهٔقَٕٛ ٞب٢  ٔحسٚزٜ ٤س ثب٘ب٘ٛاِىتط٥٘ٚه ثبٞب٢  ٚ ذطٚخ٣ٞب  ٚضٚز٢

اؾتفبزٜ  ،ٚ اؾتب٘ساضزٞب٢ ٔرتّف٣ وٝ زضحبَ حبضط ٔٛخٛز ٞؿتٙسٞب  پطٚتىُعٛضو٣ّ ثب٤س اظ ٝ ث. قتٝ ثبقسزا

ٔكبثٝ زضاؾتب٘ساضز ٔساضٞب٢  اِعأبت قٛز ٣ٔ تٛن٥ٝ ،. زض ذهٛل خط٤بٖ پؿٕب٘س ٚ فٙبنط ضٚثٝ ا٘مضبءوطز

  ضا ضفب٤ت وطز.ٔدتٕـ 

 هطکلات ایوٌی ٍ زیست هحیطی 6

لغقبً اظ  ٢/اٟ٘ساْ ٔٛاز ذغط٘بنفطآٚضٔب٘ٙس ٔٛضٛؿ وبضوطزٖ ا٤ٕٗ ٚ ٞب  ثب آٖ ٚ وبضوطزٖ ا٤ٕٗ٘ب٘ٛٔٛاز ا٣ٕٙ٤ 

قٛ٘س.  ٣ٔ ٢ فق٣ّ ٔحؿٛةضؾب٘ب ٥٘ٓاظ ٔلاحؾبت ٣ٕٟٔ زض فطا٤ٙسٞب٢ ثٛزٜ ٚ  ٤ٛ٘ٗفٙبٚض٢ ٔؿبئُ ا٤ٗ 

ٞؿتٙس ٚ زض ثقض٣ ٔٛاضز ٕٔىٗ اؾت ٞٙٛظ قٙبؾب٣٤ تس٤ٚٗ اؾتب٘ساضزٞب ٚ ٔمطضات زضحبَ حبضط زض حبَ 

 ،تب ظٔب٣٘ وٝ اؾتب٘ساضزٞب٢ ٔكره٣ زض ا٤ٗ ضاثغٝ تس٤ٚٗ ٘كسٜ اؾت السأبت ا٣ٕٙ٤ احت٥بع٣ثبقٙس.  ٘كسٜ

  عجك ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ثبقس.ٕٞٛاضٜ ثب٤س 

  

                                                 
1 End-use 
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